V tejto praci su Studované optické vlastnosti plazmovych polymérov za pouZzitia spektroskopickej
elipsometrie. SU popisané zakladné principy elipsometrie. Je porovnavana vhodnost’ rdznych
elipsometrickych modelov na modelovanie tenkych vrstiev plazmovych polymérov. Je Studovana
stabilita vrstiev napraSovaného nylonu. Je charakterizovany vplyv depozi¢nych podmienok na optické
vlastnosti vrstiev uhlovodikovych plazmovych polymérov. Je otestovanad pouzitelnost” elipsometrickej
drsnosti na charakterizaciu nanoStrukturovanych hydrofébnych vrstiev. Je urené plnenie kompozitov
kov/plazmovy polymér a porovnané s inymi metédami ur€ovania plnenia.



